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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
弁ケーシングで入口と弁室と出口を形成し、弁室を出口側に連通する排出通路とバイパス
通路を有する球形弁座部材を回転操作可能に弁ケーシングに取り付け、弁室内に球形弁座
部材の弁室側端に離着座して排出通路を開閉する弁部材を配置し、球形弁座部材を外部か
ら回転操作せしめて排出通路あるいはバイパス通路を通して弁室を出口側に連通する位置
に回転せしめる弁軸を球形弁座部材に連結したものにおいて、外部から弁軸を回転操作し
て球形弁座部材を回転させたときに弁部材が離着座していた球形弁座部材の弁室側端の外
表面を擦る刃物部材を弁ケーシングの弁室側端に設けたことを特徴とするドレントラップ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、蒸気や圧縮空気やガス配管系に発生するドレンを自動的に排出するドレント
ラップに関し、特に弁部材が離着座する弁座部材の外表面に付着した流体中の異物を掃除
できるものに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来のドレントラップは、弁ケーシングで入口と弁室と出口を形成し、弁室を出口側に連
通する排出通路とバイパス通路を有する球形弁座部材を回転操作可能に弁ケーシングに取
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り付け、弁室内に球形弁座部材の弁室側端に離着座して排出通路を開閉する弁部材を配置
し、球形弁座部材を外部から回転操作せしめて排出通路あるいはバイパス通路を通して弁
室を出口側に連通する位置に回転せしめる弁軸を球形弁座部材に連結したものである。
【０００３】
上記従来のドレントラップは、排出通路とバイパス通路を有する球形弁座部材を弁ケーシ
ングから取外さなければ弁部材が離着座していた球形弁座部材の弁室側端の外表面に付着
した流体中の異物を掃除することができない問題点があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
解決しようとする課題は、排出通路とバイパス通路を有する球形弁座部材を弁ケーシング
から取外さなくても弁部材が離着座していた球形弁座部材の弁室側端の外表面に付着した
流体中の異物を掃除できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明は、弁ケーシングで入口と弁室と出口を形成し、弁室を出口側に連通する排出通路
とバイパス通路を有する球形弁座部材を回転操作可能に弁ケーシングに取り付け、弁室内
に球形弁座部材の弁室側端に離着座して排出通路を開閉する弁部材を配置し、球形弁座部
材を外部から回転操作せしめて排出通路あるいはバイパス通路を通して弁室を出口側に連
通する位置に回転せしめる弁軸を球形弁座部材に連結したものにおいて、外部から弁軸を
回転操作して球形弁座部材を回転させたときに弁部材が離着座していた球形弁座部材の弁
室側端の外表面を擦る刃物部材を弁ケーシングの弁室側端に設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
本発明は、外部から弁軸を回転操作して排出通路とバイパス通路を有する球形弁座部材を
回転させることにより、弁部材が離着座していた球形弁座部材の弁室側端の外表面に付着
した流体中の異物を刃物部材で削除できるので、排出通路とバイパス通路を有する球形弁
座部材を弁ケーシングから取外さなくても弁部材が離着座していた球形弁座部材の弁室側
端の外表面に付着した流体中の異物を掃除できるという優れた効果を生じる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
本発明のドレントラップは、外部から弁軸を回転操作して排出通路とバイパス通路を有す
る球形弁座部材を回転させたときに弁部材が離着座していた球形弁座部材の弁室側端の外
表面を擦る刃物部材を弁ケーシングの弁室側端に設けたものである。そのため、外部から
弁軸を回転操作して球形弁座部材を回転させることにより、弁部材が離着座していた球形
弁座部材の弁室側端の外表面が刃物部材を擦り、弁部材が離着座していた球形弁座部材の
弁室側端の外表面に付着した流体中の異物が削除される。このように、弁軸を回転操作す
るだけで、弁部材が離着座していた球形弁座部材の弁室側端の外表面に付着した流体中の
異物を掃除することができる。
【実施例１】
【０００８】
  上記の技術的手段の具体例を示す実施例を説明する（図１と図２参照）。本体１に蓋２
をボルト３で締結して弁ケーシング形成し、内部に弁室４を形成する。本体１は入口５と
出口通路６と出口７を有し、入口５は弁室４の上部に連通する。入口５と出口７は同一軸
上に形成する。弁室４の下部の本体１に設けた弁座取付孔１３に先端側シールリング１４
と球形弁座部材９と後端側シールリング１５を挿入し、本体１にねじ結合したプラグ１６
で保持して取り付ける。球形弁座部材９を外部から回転操作せしめる弁軸（図示せず）を
紙面の手前側から本体１を貫通して球形弁座部材９に連結する。先端側シールリング１４
を保持する本体１の弁室４側端部に球形弁座部材９の外表面に沿う形状の内面を有する刃
物部材１７を一体に形成する。刃物部材１７は別体に形成して本体１に取り付けてもよい
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。刃物部材１７は外部から弁軸を回転操作して球形弁座部材９を回転させたときに球形弁
座部材９の外表面を擦り、球形弁座部材９の外表面に付着した流体中の異物を削除する。
【０００９】
  球形弁座部材９に排出通路８，１０とバイパス通路１８を開ける。弁室４の下部は排出
通路８，１０、バイパス通路１８から出口通路６を介して出口７に連通する。弁室４内に
球形弁座部材９の弁室側端面に離着座して排出通路８，１０を開閉する弁部材としての中
空球形のフロート１１を自由状態で配置する。排出通路８，１０はフロート１１が降下し
た閉弁位置で閉じられるように、フロート１１の降下位置での球心を通る軸上に開けてい
る。バイパス通路１８はフロート１１が降下しても常開となるように、フロート１１の降
下位置での球心を通る位置からずらして開けている。排出通路１０は排出通路８よりも開
口面積を大きくして配管系の最高使用圧力が低い場合に使用したり、排出通路８と同一開
口面積として排出通路８に異物が付着堆積した場合に使用したりする。フロート１１が排
出通路８，１０を閉じた位置で当接するフロート座１２をフロート１１の下方に設ける。
【００１０】
  入口５から流入したドレンは弁室４内に溜り、液面に応じてフロート１１が浮上降下し
て弁座部材９に離着座して排出通路８を開閉する。排出通路８が開けられると弁室４内の
ドレンが排出通路８からバイパス通路１８、出口通路６を通して出口７に排出され、排出
通路８が閉じられると弁室４内の気体の漏出が防止される。
【００１１】
  球形弁座部材９の外表面に付着した異物を掃除する場合、図示しない弁軸を外部から回
転操作して球形弁座部材９を回転させる。球形弁座部材９を回転させることにより球形弁
座部材９の外表面が刃物部材１７の内面を擦る。これにより、球形弁座部材９の外表面に
付着した流体中の異物が刃物部材１７により削除される。また、弁軸を外部から回転操作
して球形弁座部材９を回転させることにより、排出通路８に代えて排出通路１０あるいは
バイパス通路１８を介して弁室４を出口７側に連通する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明のフロート式ドレントラップの断面図である。
【図２】図１の球形弁座部材部分の拡大断面図である。
【符号の説明】
【００１３】
  １  本体
  ２  蓋
  ４  弁室
  ５  入口
  ７  出口
  ８，１０  排出通路
  ９  球形弁座部材
１１  フロート
１７  刃物部材
１８  バイパス通路
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